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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ホウケイ酸ガラスは、その化学的安定性、耐熱性、耐薬品性に優れる特性から実験
室用具をはじめ、光ファイバー、特殊ガラスなど幅広い用途で利用されている材料
である。その優れた機能性は、材料合成時の成分比、添加元素によって制御するこ
とができることが知られている。しかしながら、その優れた機能性と電子構造の関
係性は明確にはなっていない。電子構造を実験的に決定する方法として光電子分光
測定があるが、この測定手法は原理的には金属的な物質のみしか測定することがで
きない。そこで、本研究では、絶縁体であるホウケイ酸ガラスの電子構造を観測可
能にするための条件の探索を行った。

実験
Experimental

ホウケイ酸ガラスには典型的なスライドガラスから切り出した試料を用いた。試料
を名古屋工業大学に設置されているX線光電子分光装置として、NI-005：ULVAC-
PHI社製Quantesに導入して光電子分光測定を行った。チャージアップ対策として、
低エネルギーの電子とArイオンの同時照射によるターンキー帯電中和を用いた。X
線源にはAl-Kaを用いて実験を行った。

結果と考察
Results and Discussion

ホウケイ酸ガラスの主成分であるSiO2に起因するSi 2pの光電子スペクトルを観測
したところ、過去に報告されたSi基板上の自然酸化膜SiO2に起因するSi 2pのピー
ク位置と一致する結果が得られた。また、そのピーク位置の測定時間依存性を確認
したところ、時間経過によってピーク位置が変動することはなかった。この結果は、
ターンキー帯電中和を行うことにより、光電子分光測定中においてもチャージアッ
プは生じておらず、適切にチャージを供給していることを示唆しており、本測定条
件において絶縁体であるホウケイ酸ガラスの本質的な電子構造を測定可能であるこ
とを明らかにした。
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